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@ Wanderfeldréhre und Verfahren zu deren Herstellung. F 1 G 1
@ Die Erfindung bezicht sich auf eine Wanderfeldréhre mit f ]
einer innerhalb einer massiven metallischen Vakuumbhiille (4) ;E N
angeordneten Verzogerungsleitung (1) in Form einer Wendei- ’
oder einer Ring-Steg-Leitung. Es soll eine Wanderfeldréhre ¢ o’ //\ //\\/ L L LS
hoher Leistung geschaffen werden, deren Verzdgerungs- ?\\\\\\ ::\‘
leitung {1) sich durch sehr gute Ableitung der Verlustwirme e \lz«:
und groRe Bandbreite auszeichnet. Die Erfindung sieht hierzu 8 NN \:\\\
vor, daB die Ve'l:zégerungsleitun'g} (1} aus einenvKern {2) aus 22 R

Isolatormaterial besteht, der an seiner Innen-undAufenman-
tetfldchem mit einer Metallschicht (3] versehen. ist.
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Wanderfeldrdhre und Verfahren zu deren Herstellung.

Die Erfindung betrifft eine Wanderfeldrthre nach dem
Oberbegriff des Anspruchs 1.

Wanderfeldrdhren mit einer innerhaldb einer metallischen
Vakuumhiille untergebrachten wendelartigen Verzdgerungs-
leitung sind beispielsweise aus der DE-PS 19 37 704 be-

kannt. Bei diesen WanderfeldrShren sind eine Anzahl pa-
rallel zueinander lings Mantellinien der Leitung ange-

ordnete Halterungsstibe aus dielektrischem Material vor-
gesehen, die einer guten thermischen Kontakt zur Vakuum-

‘hiille haben.

Es ist auch bereits bekannt, die Vakuumhiille und die Ver-
zdgerungsleitung aus Kupfer herzustellen und diese Teile
mit den Halterungsstiben aus dielektrischem Material,
z.B. aus Berylliumoxid, zu verldten (DE-PS 28 38 515).

Weiterhin ist es bekannt,.die zundchst durch Erwirmung
aufgeweitete Vakuumhiille auf die Halterungsstdbe auf-
schrumpfen zu lassen (DE-PS 19 37 704).

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Wander-
feldrdhre hoher Leistung zu schaffen, deren Verzdgerungs-
leitung sich durch sehr gute Ableitung der Verlustwirme
und groBe Bandbreite auszeichnet.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemdB durch eine Wanderfeld-

rohre mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gel&st.

Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen bzw. Weiterbildungen
der Erfindung sind Gegenstand zus&tzlicher Anspriiche 2 b.8.

Die Erfindung weist den wesent}ichen Vorteil auf, daB man
durch die Schaffung einer Doppel-Schicht~(wendelartigen)-
Verzbgerungsleitung erreicht, daB die innere Schicht der
Rb 1 Lk/24.2.1984
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Verzdgerungsleitung gegen deren AuBenmantel derart abge-
schirmt ist, daB die HF-Feldstirke im Innenraum relativ
hohe Werte beibehdlt, d.h. durch die Wirkung der metalli-
schen AuBenwand nicht reduziert werden kann. Es wird ein
hoher Wechselwirkungsgrad zwischen Elektronenstrahl und
elektromagnetischer Welle erzielt bei bestmdglicher ra-
dialer Warmeabfiihrung. Die angewandte Technologie ist
relativ gut und kostengilinstig beherrschbar.

Es kann auch zweckmdfig sein, ein Mehrschichtsystem vor-
zusehen, um den Effekt noch zu erhdhen.

Die Erfindung wird anhand von Ausfiihrungsbeispielen wei-
ter erliutert. Teile, die nicht unbedingt zum Verstindnis
der Erfindung beitragen, sind in den Figuren unbezeichnet
oder weggelassen.

Es zeigen:

Fig. 1 die Verzdgerungsleitung der erfindungsgemidBen
Wanderfeldrdhre schematisch teilweise im Schnitt
und

Fig. 2 ein weiteres Ausfiihrungsbeispiel der Verzdgerungs-
leitung der erfindungsgemédBen Wanderfeldrdhre
schematisch teilweise im Schnitt.

In Fig. 1 ist eine Verzdgerungsleitung 1 dargestellt, die
innerhalb einer massiven metallischen Vakuumhiille 4 an-
geordnet ist. Die Vakuumhiille 4 besteht vorzugsweise aus
Kupfer. Die Verzdgerungsleitung 1 weist in diesem Aus-
fihrungsbeispiel die Gestalt einer Wendel auf. Der Kern2
der Wendel besteht aus Isolatormaterial, vorzugsweisé

aus Aluminiumoxidkeramik. Auf den AuBen- und Innenmantel-
flachen ist der Kern 2 mit einer Metallschicht 3 bedeckt,
die vorzugsweise aus Kupfer besteht. Die innere Metall-
schicht 3 tibernimmt dabei die Funktion als Verzdgerungs-
leitung und die &uBere Metallschicht 3 dient als Abschir-
mung gegen die Vakuumhiille 4. Damit wird eine HF-Felder-
hdhung imnerhalb der inneren Metallschicht 3 (innere
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Schichtwendel), d.h. am Ort des Elektronenstrahls erzielt.
Zwischen den mit der Metallschicht 3 versehenen AuBSenman-
telfl&dchen der Verzdgerungsleitung 1 und der Vakuumhiil-
le 4 sind Isolierschichten 5 vorgesehen, die vorzugsweise
aus Aluminiumoxidkeramik bestehen und fiir eine radiale
Weérmeableitung sorgen. Die HF-Ein- bzw. Auskopplung er-
folgt z.B. liber einen koaxialen Wellenleiter 7, dessen
Innenleiter 8 in diesem Ausfiihrungsbeispiel so an die
AuBenseite der Wendel angebracht ist, daB eine galvani-
sche Verbindung der inneren Metallschicht 3 gebildet ist.
Der Innenleiter 8 kann jedoch auch nur mit der inneren
Metallschicht 3 kontaktiert sein.

Bei dem in Fig. 2 dargestellten Ausfiihrungsbeispiel weist
die Vakuumhiille 4 eine spiralférmige Eindrehung auf; S0
daB ein schneckenftrmiges Gebilde 6 entsteht, dessen In-
nenmantelflichen mit der Metallschicht 3 auf den AuBen-
mantelflachen der Verzdprungsleitung 1 verbunden sind.
Die Warmeabflihrung erfolgt in diesem Ausfiihrungsbeispiel
iber die-Metallpfade des schneckenfdrmigen Gebildes 6
anstelle der Isolierschichten 5 nach Fig. 1. Als Verzo-
gerungsleitung 1 dient wiederum eine Wendel, deren vor-
zugsweise aus Aluminiumoxidkeramik bestehender Kern 2
auf seinen Innen- und AuBenmantelfldchen mit einer Me-
tallschicht 3 bedeckt ist.

8 Patentanspriiche
2 Figuren
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Patentanspriiche

1. Wanderfeldrdhre mit einer zwischen einem Elektronen-
strahlerzeugungssystem und einem Elektronenstrahlauffin-
ger innerhalb einer massiven metallischen Vakuumhiille
angeordneten Verzdgerungsleitung in Form einer Wendel-
oder einer Ring-Steg-Leitung, dadurch gekenn-
zeichnet, daB die Verzdgerungsleitung (1) aus
einem Kern (2) aus Isolatormaterial besteht, der an sei-.
nen Innen- und AuBenmantelflichen mit einer Metall-
schicht (3) versehen ist.

2. Wanderfeldrdhre nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, daB mindestens eine wei-
tere gegen die Metallschicht (3) isolierte Metall-
schicht vorgesehen ist.

3. Wanderfeldrdhre nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, daB der Kern (2) =2us Alu-
miniumoxidkeramik besteht.

L, Wanderfeldrdhre nach einem der Anspriiche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, daB8 die Metall-
schicht (3) aus Kupfer besteht.

5. Wanderfeldrdhre nach einem der Anspriiche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, daB zwi-
schen den mit der Metallschicht (3) versehenen AuBenman-
telflichen der Verzdgerungsleitung (1) und der Vakuum-
hiille (4) Isolierschichten (5) vorgesehen sind.

6. Wanderfeldrthre nach Anspruch 5, dadurch gekenn- _
zeichnet, daB die Isolierschichten (5) aus Alu-
miniumoxidkeramik bestehen.

7. Wanderfeldrdhre nach einem der Anspriiche 1 bis 4,

dadurch gekennzeichnet, daf8 die
Vakuumhiille (4) eine spiralférmige Eindrehung aufweist,
so daB ein schneckenfdrmiges Gebilde (6) entsteht, des-
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sen Innenmantelflichen mit der Metallschicht (3) auf den
AuBenmantelflichen der Verzdgerungsleitung (1) verbunden
sind.

8. Verfahren zum Herstellen einer Wanderfeldrdhre nach
einem der Anspriiche 1 bis 7, dadurch gekenn-
zeilchnet, daB8 als Kern (2) der Verzdgerungslei-
tung (1) ein Rohr aus Isoliermaterial auf seiner Innen-
und AuBenmantelfliche mit einer Metallschicht (3) iiber-
zogen wird, daB die Konturen der Verzdgerungsleitung (1)
mittels Frias- oder Schleiftechnologie hergestellt werden
und daB die Verzdgerungsleitung (1) anschlieBend in die
metallische Vakuumhiille (4) eingeldtet wird.



0156004

11

FIG 1

E: W e
/]
NN H T 77 77 777
\\\\\‘ L‘\‘\\\
B LAY (N O
AV N ‘\
N\ A
SR B

SN R\ =3
SRR
SER N

VL L7 A

FIG 2




Européisches

9

Patentamt

EUROPAISCHER RECHERCHENBERICHT

0156004

Nummer der Anmeldung

EP 84 11 4709

EINSCHLAGIGE DOKUMENTE
Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforcertich, Betrifft KLASSIFIKATION DER
Kategorie der maBgeblichen Teile Anspruch ANMELDUNG (Int CI 4;
H 0l J 23/26
X | US-A-3 670 196 (B.H. SMITH) 1,4,7
* Spalte 4, Zeilen 37-41; Spalte
5, Zeilen 18-20; Abbildungen *
Y 3
A 2,5,8
Y US-A-3 519 964 (P. CHORNEY 3
u.a.)
*¥ Spalte Z, Zezle Y0 - Spalte 3,
Zeile 13; Aboiiqungsn *
A 6
- RECHERCHIERTE
A EP-A-0 100 996 (SIEMENS) SACHGEBIETE (Int. Cl.4)
HOlJ
A GB~A-2 044 ©89 (ZEUGHES
ATRCRAYT)
A UsS-A-4 115 721 (W. FRIZ)
Der vorliegende Recherchenbencht wurde fur alle Patentanspruche erstellt.
Recherchenort AbschiuBdatum der Recherche Priifer
HAAG 03-06-1985 LAUGEL R.M.L.

: technologischer Hintergrund
: nichtschriftliche Offenbarung
: Zwischenliteratur

EPA Form 1503 03.82

~0O>» <X

KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTEN

: von besonderer Bedeutung allein betrachtet

. von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer
anderen Veréffentlichung derselben Kategorie

. der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsétze

~ro m

: dlteres Patentdokument, das jedoch erst am oder
nach dem Anmeidedatum veroffentiicht worden ist

: in der Anmeldung angefiihrtes Dokument

: aus andern Griinden angefiihrtes Dokument

stimmendes Dokument

& : Mitglied der gleichen Patentfamilie, iberein-




	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Recherchenbericht

